采购需求模版（指引）
一、项目名称：江苏省扬州技师学院第三届全国技能大赛集成电路工程技术赛项竞赛设备（集成电路测试机平台）采购项目
二、技术要求：

	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	集成电路实训一体机
	1.配套以下11套仿真设备：

清洗台、匀胶机、接触式光刻机、显影台、等离子体系统、磁控溅射台、离子注入、步进式光刻机、电子束蒸发、CVD、退火炉
具体设备功能如下：
一、接触式光刻机虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

（1）支持光刻机曝光设置：模拟还原真实机台曝光设置，支持在虚拟场景下选择曝光的模式和曝光时间；

（2）支持板架安装：至少支持3种尺寸的板架选择，并展示相应的安装动画，具备已安装的校验功能；

（3）支持光刻版安装：至少支持3种尺寸的光刻版选择和安装正反面的选择，展示相应的安装动画，具备已安装的校验功能；

（4）支持晶圆安装：在晶圆安装过程中，具备模拟真实场景下光刻机的三点对齐功能；

（5）支持模拟光刻机曝光对准功能：有扰动量设置，可模拟实际对准过程的误差，支持从上下左右四个不同方向移动显微镜；支持从上下、左右、顺时针旋转和逆时针旋转三个方面移动晶圆的位置；经过多次调整后，最终能呈现光刻版与晶圆的对准效果；

（6）模拟光刻机摄像头移动速度调整，支持慢速和快速两种模式；

（7）支持曝光图案上标记位置功能，可通过快捷键在当前位置和标记位置之间来回切换；

（8）支持载片台、晶圆、板架的卸载流程，需和前期的安装流程相对应，以动画形式展示；

（9）通过与触摸屏按键的配合操作，实现吸附、对准、加速、定位等功能需求。根据操作步骤提示，按下触摸屏上的目标按键，显示器内容联动变化，该交互场景需至少达到8次。

2．场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统需包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，并且需支持返回上一步操作，如果操作错误，有相应的容错机制。

6.仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7.系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。
二、磁控溅射台虚拟仿真系统

1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

（1）模拟磁控溅射台破真空功能，具备破真空的操作流程，并展示破真空环节下参数的变化；

（2）模拟在磁控溅射台上放靶材功能，具备完整的放靶材流程，包含但不限于打开盖子、拔下气管、拿下套筒、拧螺丝、放靶材等环节。其中涉及到选靶材环节，至少需支持15种材料；

（3）具备以动画形式展示完整的放样品流程；

（4）模拟磁控溅射台抽真空功能，具备抽真空的操作流程，并展示抽真空环节下参数的变化；

（5）模拟磁控溅射台程序设定功能，具备选择程序和修改程序参数的功能，可选择的程序不少于20种，程序范围需覆盖直流和射频两种类型；

（6）模拟磁控溅射台软件运行界面，具备运行程序的操作流程，并需在运行环节中展示粒子动画，能完整并准确的表达溅射的原理，包含但不限于粒子碰撞后的变化，磁场线路，粒子在磁场下的移动等场景；

（7）具备以动画形式展示完整卸载靶材、样品的流程。 

2.场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。
4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。
三、步进式光刻机虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

步进式光刻机虚拟仿真系统具备上下片、调整曝光参数等设备虚拟操作，并具备设备的理论学习功能。

2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4.系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5.教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

四、等离子体虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

等离子体虚拟仿真系统具备上下片、调整刻蚀气体种类（至少8种）、针对不同的气体可设置不同的气体压力和流量等功能，并具备设备的理论学习功能。

2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。
3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

五、电子束蒸发虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

电子束蒸发虚拟仿真系统具备设备抽真空、自定义蒸镀材料、厚度等功能，并具备设备的理论学习功能。

2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

六、离子注入虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：
（1）操作离子注入机，设置注入参数，包括：注入元素、注入时间、注入能量、注入剂量、气体压力、注入角度等。
（2）模拟上料后机械臂作业的过程，支持多角度观察设备，了解装片的过程。
（3）展示离子注入过程，通过动画展示离子注入到晶圆中的过程。
2.场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

七、清洗台虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

清洗台虚拟仿真系统具备模拟在晶圆制造工艺流程中的清洗工艺，包含氮气枪、去离子水、超声波清洗机、水槽等组成部分，支持和设备进行互动。可以模拟进行有机清洗和无机清洗。

2．场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

八、匀胶机虚拟仿真系统

1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

匀胶机虚拟仿真系统具备模拟真实匀胶机在高速旋转的衬底上，滴注光刻胶的过程，并支持设置匀胶机的转速和时间等参数。

2.场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

九、显影台虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

显影台虚拟仿真系统具备模拟晶圆制造工艺流程中的显影工艺，包含花篮、氮气枪、去离子水等组成部分，支持和设备进行互动，模拟晶圆光刻后的手动显影的操作步骤。

2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

十、CVD虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

CVD虚拟仿真系统具备模拟晶圆制造工艺流程中的PECVD氧化工艺，具备上下片、调整氧化气体种类（至少8种）、针对不同的气体可设置不同的气体压力和流量等功能，并具备设备的理论学习功能。
2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

十一、退火炉虚拟仿真系统
1.系统采用C/S架构，支持实验内容如下：

退火炉虚拟仿真系统具备模拟晶圆制造工艺流程中的退火工艺，具备进舟、出舟的工艺流程，以及时间和温度等参数设置功能，并具备设备的理论学习功能。
2. 场景仿真以Unity3D 技术实现，用户可调整任意视角或在场景内漫游观察实验现象。

3.使用3DMax软件制作模型，使制作的贴图能更精确的描绘光和表面之间的作用使其达到更好更真实的美术效果。

4．系统包含教学、练习、考核3种模式，教学模式中提供理论认知实验部分及基础操作实验部分；练习模式中可进行基础操作练习；考核模式中用户可自由操作，实验结束后系统给出评分及统计数据和评价。

5．教学模式和练习模式需提供下一步操作指导，支持返回上一步操作，涉及到具体实验操作时以高亮提示指引使用者顺利执行实验相关步骤。

6．仿真系统需展示个人信息及退出登录等常用按钮，以提高学生使用便捷性。

7．系统包含设备认知模块，通过文字信息及3D模型为学生展示设备介绍及原理知识。

集成电路实训一体机参数
（1）整机尺寸：长宽高：870mm×590mm×987mm（±5%）；

（2）输入电压：AC220V；

（3）对外接口：USB、HDMI、电源接口等；

（4）虚拟仿真计算终端：CPU：Intel-i5；内存：16G；硬盘：256G SSD；显卡： GTX 1660s；配有鼠标和键盘；

（5）数字孪生模型显示器：≥21寸，分辨率为全高清1920*1080；支持显示器高度调整,以便更好的适应理论教学的需求；
（6）虚拟仿真操作面板：≥21英寸；触控技术：投射电容屏；接触点：10点；在操作过程中切换到不同系统时，面板内容需实现联动变化；
（7）工作温度：-10℃-60℃，工作湿度：20%-95%（相对湿度无冷凝）；

（8）模块化设计，预留检修通道，便于设备维修。
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	数据中心
	一、考试平台功能

支持自定义设置考试内容，可将理论知识和实操放在一起考核，需提供包含考试报名、参加考试、查看成绩等完整功能的智能考试平台。

（1）系统采用B/S架构，方便师生登录使用；
（2）仿真面板数据采集：考试过程中需要具备对光刻机操作屏、磁控溅射操作屏、匀胶机操作屏等多个仿真设备操作流程的数据采集，以及操作过程中的程序编辑、系统运行、参数设定等操作数据的采集。

（3）支持考试报名功能，学生可通过线上完成报名，报名信息包括阅读包括须知、选择考试批次、基本信息填写、报名信息查询；

（4）支持参加考试功能，学生考试报名成功后，在规定时间内通过该模块进入考试，支持网页唤起虚拟实训系统；

（5）支持成绩查看功能，学生可查看历次考试成绩，支持查看单次考试成绩详细信息；

（6）支持个人信息修改：包含登录密码、姓名、性别、身份证信息、民族、手机号等信息的修改。

二、管理平台功能

（1）系统采用B/S架构，方便老师登录管理实训成绩，创建考核标准；

（2）支持账号的登录、登出功能；

（3）支持理论试题创建和查询功能，可以创建单选题、多选题、填空题等题型。支持按照试题类型、院系、专业等条件查询试题；

（4）支持试卷查询和创建功能，支持试卷的状态修改，支持考试时长、考试名称、考核标准的修改；

（5）支持成绩管理，支持按照学生、院系、专业、班级等条件查询考生成绩，支持查看单个学生考试成绩；

（6）支持教务管理，按照院系、专业、班级、学生和老师等维度管理师生信息，支持登录账号和密码的修改；

（7）支持按照每个仿真系统（清洗台、匀胶机、接触式光刻机、显影台、等离子体系统、磁控溅射台、离子注入、步进式光刻机、电子蒸发束）自定义考核标准，并与学生操作数据进行比对，自动评分并生成数据报告。
（8）自定义接触式光刻机的考核标准，需包含载片台尺寸的选项、板架尺寸的选项、光刻版尺寸的选项、曝光模式和时间标准的设定等五个方面。
（9）自定义磁控溅射台的考核标准，需包含靶材的选项和程序设定等两个方面。
（10）支持自定义工艺流程：基于清洗台、匀胶机、接触式光刻机、显影台、等离子体系统、磁控溅射台、离子注入、步进式光刻机、电子蒸发束、CVD、退火炉这11台仿真系统，支持按照不同的工艺流程自定义仿真设备的顺序和次数进行设备联动，并在客户端上展示。
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